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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZADANIE 3

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i instalacja fabrycznie  nowego
(nieuzywanego) Mikroskopu elektronowego z systemem do litogrdfii
elektronowej wraz z przeszkoleniem Personelu Zamawiajgcego.

Skaningowy mikroskop elektronowy z mozliwos$cig obserwacji probek przewodzacych lub

pokrytych warstwg przewodzacg z dodatkowym uktadem do litografii elektronowe;j.

Rozdzielczo$¢ w trybie wysokiej prézni (SE): 3 nm
Napigcie przyspieszajace: od 200 V do 30 kV z ptynna regulacja
Prad probki: nie gorszy niz 1pA do 2pA
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Wymagane detektory i akcesoria:
e detektor SE z krysztatem YAG.
e uktad pomiaru pradu probki oraz alarm w przypadku dotkniecia probka lub
stolikiem innych elementow wnetrza komory.

5. Powicgkszenia od nie wigcej niz 4.5 do 1 000 000 razy (obraz z detektora SE).

6. Przesuwy stolika probek :

X -min. 35 mm, Y - min. 35 mm, Z - min. 27 mm, pochylanie - do min. od -90 ° do
+90°, rotacja: 360°.

7. Wymagana mozliwos$¢ odczytu potozenia stolika.

8. Maksymalne wymiary probki w komorze:
co najmniej 12 cm $rednica, 3 cm wysokos¢.

9. Efektywna $rednica wigzki elektronowej regulowana elektromagnetycznie w sposdb
ciggly przy pomocy dedykowanej soczewki elektronowe;.

10. Brak apertur mechanicznych wymagajacych centrowania.

11. Automatyczne centrowanie wszystkich elementow optyki elektronowej; szereg
zautomatyzowanych funkcji umozliwiajacych na szybkie uzyskanie obrazu dobrej
jakosci.

12. Optyka elektronowa mikroskopu wyposazona w cztery soczewki elektronowe

pozwalajace na ptynne przetaczanie si¢ migdzy trybami pracy umozliwiajagcymi:
e obserwacje ze zwigkszong glebig ostrosci,

e obserwacje z powigkszonym polem widzenia,
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e pochylanie wiazki elektronowej (osi skanowania) o zadany kat w celu
uzyskiwania obrazoéw stereoskopowych wykorzystywanych do rekonstrukcji
3D obserwowanych powierzchni.

System prozniowy wyposazony w pompe turbomolekularng i pompe rotacyjna.

Préznia robocza w kolumnie - ponizej 107 Pa.

Zapis obrazow z rozdzielczo$cig co najmniej 8 192x 8 192 pikseli w postaci plikow

bmp, Tiff, JPG, jpeg2000, gif.

Przynajmniej 7 wolnych portow do zainstalowania w przysziosci innych urzadzen

takich jak: analizator EDS, EBSD itp.

Oprogramowanie mikroskopu umozliwiajgce pomiary i przetwarzanie obrazow;

oprogramowanie powinno umozliwia¢ dodawanie w przysztosci rozszerzen

(modutow) oprogramowania umozliwiajacych analiz¢ morfologiczna, zliczanie

obiektow (np. czastek), tworzenie obrazéw tréjwymiarowych.

Wymagane jest wyposazenie mikroskopu o urzadzenie typu ,,beam blanker”

umozliwiajace chwilowe odchylenie/wytaczenie wiazki elektronowe;.

Wymagane jest wyposazenie mikroskopu w uktad do wytwarzania struktur metoda

litografii elektronowej.

Uktad powinien zawierac:

a) cze$¢ sprzetowa (hardwarow’a) zapewniajaca peilna kontrole nad wigzka
elektronowg i stolikiem mikroskopu elektronowego charakteryzujacy si¢
nastepujgcymi parametrami minimalnymi:

System zbudowany w oparciu o podwojne przetworniki cyfrowo/analogowe 16 bit

- minimalny czas ekspozycji nie dtuzszy niz 150ns

- minimalny czas akwizycji obrazu nie dtuzszy niz 1,0 us

b) czgs¢ programowa (softwarow’a) stuzaca do kontroli procesu litografii i

projektowania wzorow litograficznych z wykorzystaniem powyzszego mikroskopu

elektronowego.
¢) Wymagane jest dostarczenie oprogramowania do pracy w systemie demo

przynajmniej dla 3 stanowisk studenckich

Wymaga si¢ przeprowadzenie dostawy, instalacji 1 uruchomienia catosci systemu wraz

z bezptatnym szkoleniem z obstugi w/w sprzetoéw w siedzibie Zamawiajacego dla co

najmniej 3 osob.

Wymagane jest objecie catosci gwarancja co najmniej 12 miesigczng od dnia

podpisania protokotu odbioru.

Wymagane jest czas reakcji serwisu w ciggu 72 godz. oraz czasem naprawy nie

dhuzszym niz 21 dni roboczych.



22. Dostawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich niezbednych instrukcji

obstugi oraz kopii oprogramowania (jesli urzadzenie takowe wymaga)



